Glines Hiicresi Uretimi icin Ekipmanlar
Yiksek Verimlilikte Glines Hucreleri icin Yariiletken Kalite

SVCS yillarin vermis oldugu tecriibe ile glines hiicresi Uretmek icin yariiletken sanayisinde
kaliteli bir dogallik getirmektedir. SV SOL ailesi Urtnleri fosfor veya boron katkilamasi/
difiizyonu icin yatay kesikli difiizyon firinlari, yansima onleyici kaplamalar ve pasiflestirme
icin PECVD veya LPCVD yatay kesikli firinlar, hem seri Gretim hem de ARGE alanlari icin ultra
yluksek saflikta gaz ve sivi dagitim sistemleridir.
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EKIPI\M‘_ . Fosfor/ Boron Katkilanmasi/ Diflizyon (POCI,, BBr,, vs.) icin Yatay Diflizyon Firinlari
SixNy yansima onleyici kaplama ve pasiflestirme icin Yatay PECVD Firini
Yuksek Saflikta Gazlar icin Otomatik/Manual Gaz Kabinleri (SiH,, NH,, O,, vs.)
Bircok firina ve/veya diger ekipmanlara bagimsiz Gaz/Sivi hatti icin Otomatik/Manual
Valf Manifold Kutulari
Finn Gaz Verici Kaplari icin Otomatik Kontrol Aygitlar (POCL,/BBr,, vs.)
Otomatik firin gaz verici kaplarinin yeniden doldurulmasi icin Bulk Sivisi Ortam iletimi
Sulu/Islak Oksidasyon icin Yatay Diflizyon Firinlari (pasiflestirme, emitdr maskeleme
ve Uretim sistemindeki diger talepler icin)



e-mail: info@svcs.eu « http://www.svcs.eu
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SVCS Process Innovation s.r.o. SVCS CO.

Head office: 330 S Pineapple Ave. S-110
Optatova 37 - 637 00 Brno Sarasota, Florida 34236, USA
CZECH REPUBLIC e-mail: info@svcspi.com

Tel.: 420 541 423 211 - Fax: 541 221 580 http://www.svcspi.com

_—

Testone Teknoloji Coziimleri

Gursel Mah. Ikbal Sokak Testone Binasi:7
Kagithane/Istanbul - TURKEY

Tel: 444 83 78 « Faks: +90 (212) 222 9090
email: semih@testone.com.tr
http://www.testone.com.tr
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Glines Hiicresi Uretimi icin Ekipmanlar

Wafer Boyutu : Kare standart 125 mm, 156 mm ve 210 mm (veya 6zel boyut)

Diflizyon
Wafer Yiikleme/ Tup 500 (1 000)
Ortalama Dongl Suresi 60+

Uniformluk (minimum garanti)

j On wafer (%) 3

\ Wafer/Wafer (%) 3%
Run/Run (%) B
Yiizey Direnci (Q/0]) 40-160
Tabaka Kalinhigi (nm) Uygulanamaz

Buyitme Orani, (hm/min) Uygulanamaz

* Yiizey direnci icin minumum
uniformluk 47 Q/00

Opsiyonlar:

PECVD Islak Oksit Islak Oksit
200+ 200+ 200+
40+ process dependent  process dependent
5 isleme Bagl Isleme Bagli
5 Isleme Bagli isleme Bagli
4 3 3
Uygulanamaz  Uygulanamaz Uygulanamaz
70-80 10...100 10...100
4 1...2 0,05...0,1
20

% 10 : = , 10
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Sheet resistance (/)

Wafer Dagitim Otomosyonu (Wafer Transfer Sistemi, Boat Asansord, Stocker, vs.)

Gas Kabinleri ve Valf Manifold Kutulari

H,, PH,, SiH,Cl,, H,, Ar, 0,, N,O, N,, etc.

26"

Aktarma Hizi Bos olan gaz silindirleri dolu olan gaz silindiri ile otomatik olarak

GAZ KABINLERI islem Gazlar SiH, NH,, B

yer degistirebilmektedir. Bu sayede Gaz Kabinleri diisuk ve blyilk

miktarda gaz partikiillerini stirekli ve kesilmeden saglayabilmektedir.
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TSICAKLIK Sicaklik Kontrol Cihazi
KONTROL CIHAZI Isitma/Sogutma
Sicaklik Kontrol Stabiletesi 0.1°C

Stabilite Olma Zamani Maksimum 2 saat

Daha Detayl bilgi icin liitfen iletisime geciniz.

R EUROPEAN UNION
LRGN EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
fakatal INVESTMENT INYOUR FUTURE.

+50/-20 °C Goreceli Sicakliktan Ortam Sicakhgina
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